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〈アプリケーション例〉

VCP：Virtualized Control Platform
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エッジ・プラットフォームソリューション

複数のエッジデバイス上のアプリケーションのライフサイクルを一元管理

OpenShiftをエッジへ展開する際の構成パターン

エッジコンピューティングのソフトウェアファーストを加速する
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